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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月8日(2012.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水銀を含む炭化水素流を担体材料に担持された銅を含む吸収剤に接触させることにより
、前記炭化水素流から水銀を除去する方法において、
　前記炭化水素流を、水素の存在下で前記吸収剤に接触させ、
　前記吸収剤は、１０～６０質量％の酸化銅、０～４０質量％の酸化亜鉛、０～２０質量
％の酸化アルミニウム、５～２５質量％の酸化マグネシウム、１０～４０質量％の二酸化
ケイ素、０～５質量％の酸化クロム（ＩＩＩ）及び０～１０質量％の酸化バリウムを含む
ことを特徴とする水銀除去方法。
【請求項２】
　前記銅は、多孔質の酸化物の担体材料上に存在することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記吸収剤は１０～６０質量％の銅を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記炭化水素流が液体状態で存在していることを特徴とする請求項１～３の何れか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　前記吸収剤が固定床として存在していることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に
記載の方法。
【請求項６】
　前記炭化水素流を上昇流式又は下降流式で前記吸収剤に接触させることを特徴とする請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記吸収剤が炭化水素流中に懸濁状態で存在していることを特徴とする請求項４に記載
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の方法。
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